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この規格は，産業標準化法第 12 条第 1 項の規定に基づき，一般社団法人表面化学分析技術国際標準化

委員会（JSCA）及び一般財団法人日本規格協会（JSA）から，産業標準原案を添えて日本産業規格を制

定すべきとの申出があり，日本産業標準調査会の審議を経て，経済産業大臣が制定した日本産業規格であ

る。 

この規格は，著作権法で保護対象となっている著作物である。 

この規格の一部が，特許権，出願公開後の特許出願又は実用新案権に抵触する可能性があることに注意

を喚起する。経済産業大臣及び日本産業標準調査会は，このような特許権，出願公開後の特許出願及び実

用新案権に関わる確認について，責任はもたない。 
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表面化学分析－走査型プローブ顕微鏡（SPM）を 

用いた幾何学量の測定：測定系の校正方法 

Surface chemical analysis-Scanning-probe microscopy-Determination of 

geometric quantities using SPM: Calibration of measuring systems 

 
序文 

この規格は，2019 年に第 2 版として発行された ISO 11952 を基に，技術的内容及び構成を変更すること

なく作成した日本産業規格である。 

なお，この規格で点線の下線を施してある参考事項は，対応国際規格にはない事項である。 

工業プロセスにおけるナノテクノロジーの多くの多様な用途の急速な進歩とともに，半導体製造におけ

る微細化の進歩は，マイクロメートル及びサブミクロンレンジにおける信頼性のある同等の定量的寸法測

定を必要とする[9]。現在，ナノメートル領域以下の測定分解能がしばしば必要とされている。従来の光学

的若しくは触針式の測定方法又は座標測定システムは，このレベルの分解能を提供することが不可能であ

る。 

このため，定量測定機器として走査型プローブ顕微鏡（SPM）の採用が増えている。それらの使用は，

もはや研究及び開発だけに限定されず，工業生産及び検査を含むように拡張されている。 

このカテゴリの測定機器については，例えば，触針式表面粗さ測定器（ISO 12179 を参照）で既に確立

されているように，標準化された校正手順を開発する必要がある。実施すべき SPM の効率的で信頼性のあ

る校正を行うためには，使用する測定標準の特性を文書化し，校正で考慮する必要がある（図 1 参照）。同

時に，校正のための手順が明確に定義されるのがよい。 

この前提条件が満たされる場合にだけ，幾何学的量のトレーサブルな測定を実行することが可能である。 
 


